Hybrid aufgebaute Silizium-Dehnungs-
sensoren (SiDMeses)

Die Kraft ist eine wichtige MessgroBe fur verschie-
dene mechanische GroBen wie Druck, Spannung,
Drehmoment, Beschleunigung und Masse. Die
Einsatzfelder sind vielfaltig in liegen zum Beispiel
in Kraftaufnehmern, Waagen, Druck- und Dreh-
momentaufnehmern aber auch in der Spannungs-
analyse von Bauwerken wie Briicken, Staumauern
und Hochhausern.

Dabei kommen oft Dehnungsmessstreifen (DMS) aus
Kupfer-Nickel-Manganlegierungen zum Einsatz.
Diese weisen aufgrund ihrer Materialeigenschaften
gewisse Grenzen auf, im Gegensatz dazu haben
DMS auf Halbleiterbasis eine um den Faktor 40
hohere Empfindlichkeit und zeigen nahezu keine
Kriecheffekte, erfordern aber innovativere Aufbau-
techniken auf die Substrate.

Im Projekt SIDMESES wurde die Langzeitstabilitat
hybrid aufgebauter Sensoren mit Si-DMS verbessert
durch verschiedene MaBnahmen wie den Abbau
mechanischer Montagespannungen sowie einen
praziseren Aufbau, um hohe Empfindlichkeit auf
die MessgroBe Druck und eine Unempfindlichkeit
auf Anderung durch die Montagespannung zu
erhalten.
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EIGENSCHAFTEN

+ gezielter und beschleunigter Abbau mechani-
scher Montagespannungen sowie praziser
extrem paralleler und symmetrischer Aufbau

* Verminderung der Duktilitat der Fligewerk-
stoffe

* Variation der Position des Si-DMS, hohe Em-
pfindlichkeit auf die Messgrohe, unempfindlich
auf die Anderung der Montagespannung

+ Offset des Sensors ohne Belastung:
<+5mV/V

* Messspanne: + 30 mV/V

+  Temperaturkoeffizient Offset: < 0,5 %
F.S./10K

» Kurzzeitstabilitat 24h bei 130°C:
< 0,05 % F.S.

*  Temperaturhysterese: 30°C-130°C -30°C:
0,1% F.S.
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